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Medicion de distancias!

® Uno de los conceptos que se usan en la
topografia para describir las irregularidades de

las superticies es el de RUGOSIDAD.

m En ciertos casos una alta rugosidad es necesaria

y en otros casos es indeseable.




Perfildbmetro de barrido
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m Fuentes de baja coherencia.

Laser de pulsos cortos

Fuentes de luz blanca




Interferometia de baja coherencia

® Michelson set-up

B Interferometria utilizando el efecto Fhoto-
E »
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La longitud de coherencia de la fuente de
luz se define como la diferencia de camino
optico entre los brazos del interferémetro
para la cual la funcién del contraste ha
decaido a un valor de 1/e de su wvalor
maximo.




Espejo de
. referencia

Deteccion de la sefal
de interferencia
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Fuente de luz
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Sistema de detecci




*Medicion del espectro de la fuente de
luz

 Resolucion y rango dinamico definido
por las caracteristicas de la fuente de luz
y el sistema de deteccion




Modulador

Electro-optico
S

La sefal en un fotodetector adaptivo basado
en el efecto foto-EMF es el resultado de una
interaccion del campo eléctrico de carga
espacial E¢(r, t) y el patron de
fotoconductividad o(r, t) que siguen los
desplazamientos de un patron de luz I(r, t).




Comportamiento tipico de la
sefnal del Photo-EMF

Por lo tanto es posible medir el Grado de
coherencia de los haces de luz que interfieren,
midiendo simplemente /'Q
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m Para realizar perfilometria 6ptica de baja
coherencia es necesario utilizar diodos
superluminicentes, laseres de pulsos cortos, luz
blanca.

m [os cuales pueden ser empleados en arreglos

interferometricos que sean capases de medir
diferencia de distancias.




